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摘要(译)

荧光观察装置包括氧饱和度计算部分，参考区域设定部分，关注区域设
定部分，标准化荧光强度计算部分和荧光图像生成部分。氧饱和度计算
部分计算每个像素的受试者的氧饱和度。参考区域设置部分基于氧饱和
度设置对象的参考区域。感兴趣区域设置部分设置受试者的感兴趣区
域。归一化荧光强度计算部分通过将使用感兴趣区域的像素值计算的感
兴趣区域荧光强度除以使用计算的参考荧光强度来计算表示荧光的归一
化发射强度的归一化荧光强度。荧光图像信号的参考区域的像素值是通
过用荧光对对象成像而获得的。荧光图像生成部分基于归一化的荧光强
度生成荧光图像。
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